
Renishaw自動化展強勢出擊
一站滿足高精度位置回饋應用需求

新聞稿
2021台北國際自動化工業大展將於12月 15 日正式開展，全球精密量測領導廠商 Renishaw 將於台北南港展覽館一館 4 樓 L702 攤位帶來全方位高精度運動控制及精密量測解決方案，展現精準位置回饋的相關應用為自動化業者們所能帶來的絕佳綜效。
編碼器的精度是實現精準運動控制的關鍵。Renishaw 自 1988 年開發出第一款原型 RG 光學尺開始，藉由持續突破的創新和研發技術，成功跨足不同領域的應用市場；如機器人、自動化、運動控制、量測和電子製造等。來賓們將能在本次展覽中大飽眼福，一睹 Renishaw 一系列編碼器應用方案的精彩！
例如全球第一個真正絕對式精細刻距單軌式光學尺 RESOLUTE™，可在最高 100 m/s 的線性速度和 1 nm 解析度下實現低細分誤差和抖動的絕對式位置量測，廣泛應用於像是直驅旋轉工作台、航太業的精密機械手臂等；而順應電子裝置和光學鏡組小型化的趨勢，ATOM™ 光學尺能夠在微型光學尺封裝中提供先進的訊號穩定能力、抗汙能力與可靠性，適用諸多領域如面板、自動光學檢測設備及半導體等。我們的全系列磁性編碼器也已廣泛應用於機器人和自動化應用中，並全新推出 SpinCo™ 增量式編碼器系統，應用在工具機主軸的位置和速度反饋感測器。
Renishaw 光學尺家族的新成員 - FORTiS™ 封閉線性絕對式光學尺也將於本次展覽當中亮相！藉由增強的密封效果與創新的非接觸式設計，FORTiS 提供了可靠的高效能位置量測，同時帶來可輕鬆安裝、具備優異抗震效果及卓越的可重複性等優勢，且遲滯情形比一般封閉式光學尺設計更低，適合用在 CNC 等嚴苛加工環境中的運動控制。
身為全球領先的精密量測專家，Renishaw 不少重量級產品自然也搭載了自身引以為傲的光學尺。例如 ATOM 光學尺就應用在可於加工現場實現自動化製程控制的 Equator™ 檢具系統，以及為加工件品質做終極把關的 REVO® 5 軸高精度三次元量測系統；歡迎來賓現場見證精密量測領域的應用實例。
Equator 已在全球廣泛應用於量測各種工件，透過在加工現場提供高重複性、不受溫度影響、多用途且可重新編程的比對量測方案實現自動化製程控制。藉由 IPC (智慧製程控制) 軟體，更可在 CNC 製造過程中實現全自動刀具補正值更新，持續監控並調整加工作業。另一方面，REVO 能提供無可比擬的高速和量測彈性，避免傳統技術往往需在速度和精度之間作取捨的難處，進而提升量測產能、將前置時間降至最低，為製造商提供更全方位的產品品質掌控能力。
許多自動化設備業者皆持續追求以更有效率的方式提升機台組裝精度，而 XK10 校準雷射系統可以單一系統量測和記錄各種幾何誤差類型，以更快速度、更簡單操作的方式取代傳統量測工具， 正是個輕鬆高效的解決方案。
歡迎到訪 Renishaw 攤位，一站滿足高精度位置回饋的應用需求！
更多資訊請瀏覽 Renishaw 官網： www.renishaw.com.tw。 
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